
MEMSセンサの医用・産業応用に関する研究  

情報科学研究科 

医用情報科学専攻  

准教授  長谷川 義大  Yoshihiro Hasegawa 

教授  式田 光宏  Mitsuhiro Shikida 

教員情報 

キーワード MEMS(Micro-Electrical-Mechanical Systems)、MEMS デバイス応用 
  

研究シーズの概要  

本テーマでは、MEMS 微細加工技術を樹脂材に応用展開し、フレキシブルな形態での熱式マイクロセンサを開発してい

ます。従来の Si 製慣性力センサに対して、本センサには (1)センシング構造に可動部がなく(流体の熱移動を利用した

駆動原理)、機械的信頼性に長けている、(2)任意の曲面上に実装することができる、などの特徴があります。 

研究シーズの詳細  

◆研究例◆  

①点滴投与量高精度制御システム 

  

点滴時の投与量計測を可能にする超小型液体用流量セ

ンサを提案しています。これを点滴チューブに組込むことで

点滴投与量を高精度に制御することが可能になります。 

 

◆研究例◆  

②せん断応力センサ 

 
自動車、航空機など、流体中を運動する物体表面に作

用するせん断力を計測する熱式 MEMS センサを提案して

います。 

応用例・セールスポイント  

想定される用途・応用例 

◆医療現場における点滴量高精度制御（液体流量センサ応用） 

◆自動車、航空機などの輸送機における表面せん断力計測評価（せん断応力応用） 

◆大規模空調システムにおける流量計測評価（気体流量センサ応用） 

セールスポイント 

本研究では、従来技術に新たに MEMS 技術（例えば、微細加工技術、フレキシブル材料）を導入し、これまでとは異

なったマイクロセンサデバイスを社会に提供します。 
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